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第 1 編では放射光施設のビームラインで用いられる X線ミラーの加工を目的とした数値制御プラズマ CVM 加工シ
ステムの開発について述べており、
第 1 章では、本研究の背景とその目的について述べている o
第 2 章では、大気圧プラズマを用いたプラズマ CVM の加工原理を示し、その特長について述べているo また、プ
ラズマ発生用電極に回転電極を用いることを提案し、加工能率を大幅に向上させることを可能にしているo















第 4 章では、 X線用シリコン製平面ミラーの加工を行った結果について述べ、機械研磨によって作製されたミラー
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CVM によって加工した表面の欠陥密度を表面光起電力法 CSurface Photo-voltage Spectroscopy) により評価
した結果、欠陥密度は機械研磨やアルゴンイオンスパッタリングによって加工した表面より 2 桁以上小さく、ケ
ミカルエッチング面と同等の低欠陥密度であることを明らかにしているo










400mmx 幅50mm) の加工を行っている。機械研磨によって作製された前加工面の形状誤差は158nm p-v であっ
たが、数値制御プラズマ CVM 加工を行った結果、 22.5nm p-v の平面度を達成することに成功しているo
以上のように本論文は、加工現象は化学的でありながら機械加工に匹敵する加工能率と空間制御性を有する新しい
加工法の開発に成功するとともに、本加工法を光学素子の加工に適用することで従来の機械加工を適用した場合と比
較して形状精度を 1 桁以上向上できることを示しており、超精密加工技術の発展に寄与するとともに精密科学に貢献
するところ大である o よって、本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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